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【手続補正書】
【提出日】平成26年5月8日(2014.5.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　センシング体積にあるフィーチャを解析するセンサシステムであって、
　マウント構造体と、
　前記マウント構造体に取り付けられて前記フィーチャ上に複数のレーザラインを投影す
るべく構成されるレーザ源と、
　前記マウント構造体に取り付けられて前記レーザラインと前記フィーチャとの交差を撮
像するべく構成されるセンサと、
　前記センサと通信して画像データを受け取るコントローラと
　を含み、
　前記画像データは、前記レーザラインと前記フィーチャとの交差に対応するピークを含
み、
　前記コントローラは、前記ピークのエントロピーに基づいて動的窓を生成するべく構成
されるセンサシステム。
【請求項２】
　前記コントローラは、前記画像データを複数のゾーンに分離する、請求項１に記載のセ
ンサシステム。
【請求項３】
　前記センサは、複数の画素を有し、
　前記コントローラは、各ゾーンにある各レーザラインにわたり画素を加算及び正規化し
てプロファイルを生成する、請求項２に記載のセンサシステム。
【請求項４】
　前記コントローラは、前記プロファイルにおけるピークを識別する、請求項３に記載の
センサシステム。
【請求項５】
　前記コントローラは、各ピークの重心を計算する、請求項４に記載のセンサシステム。
【請求項６】
　前記コントローラは、各隣接ピーク間の距離を計算する、請求項５に記載のセンサシス
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テム。
【請求項７】
　前記コントローラは、各隣接ピーク間の距離に基づいてゾーンエントロピーを計算する
、請求項６に記載のセンサシステム。
【請求項８】
　前記コントローラは、各隣接ピーク間の距離と各隣接ピーク間の平均距離との差分に基
づいてゾーンエントロピーを計算する、請求項７に記載のセンサシステム。
【請求項９】
　前記コントローラは、各隣接ピーク間の距離と各隣接ピーク間の平均距離との差分の二
乗和に基づいて前記ゾーンエントロピーを計算する、請求項８に記載のセンサシステム。
【請求項１０】
　前記和は、前記ゾーンにおけるピークの総数に基づいて正規化される、請求項９に記載
のセンサシステム。
【請求項１１】
　前記コントローラは、
【数１】

　という関係に基づいて前記エントロピーを計算し、
　Ｃｉはピーク位置、Ｃｉ＋１はＣｉに隣接するピーク位置、ＣＡｖｇは隣接ピーク間の
平均距離、及びＮは識別されたピークの数である、請求項１に記載のセンサシステム。
【請求項１２】
　前記コントローラは、前記エントロピーを利用して、前記レーザラインと前記フィーチ
ャとの交差に対応する標的ゾーンを生成する、請求項１に記載のセンサシステム。
【請求項１３】
　前記コントローラは、前記標的ゾーンにあるラインの位置を識別し、及び、各レーザラ
インの上端点及び下端点を見つけるべく各レーザラインを追跡する、請求項１２に記載の
センサシステム。
【請求項１４】
　前記コントローラは、各レーザラインを追跡する場合に追跡窓を利用してノイズをフィ
ルタリングし、
　前記追跡窓は、前記レーザラインの先の位置測定に基づいて調整される、請求項１３に
記載のセンサシステム。
【請求項１５】
　センシング体積にあるフィーチャを解析する方法であって、
　センサから画像データを受け取ることであって、前記画像データはレーザラインと前記
フィーチャとの交差に対応するピークを含むことと、
　コントローラを使用して前記ピークのエントロピーに基づく動的窓を生成することと
　を含む方法。
【請求項１６】
　前記コントローラは、前記画像データを複数のゾーンに分離し、
　前記センサは、複数の画素を有し、
　前記コントローラは、各ゾーンにある各レーザラインにわたり画素を加算及び正規化し
てプロファイルを生成する、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記コントローラは、前記プロファイルにあるピークを識別し、及び各隣接ピーク間の
距離を計算する、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
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　前記コントローラは、各隣接ピーク間の距離と各隣接ピーク間の平均距離との差分の二
乗和に基づいて前記ゾーンエントロピーを計算する、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記コントローラは、
【数２】

　という関係に基づいて前記エントロピーを計算し、
　Ｃｉはピーク位置、Ｃｉ＋１はＣｉに隣接するピーク位置、ＣＡｖｇは隣接ピーク間の
平均距離、及びＮは識別されたピークの数である、請求項１５に記載の方法。
【請求項２０】
　前記コントローラは、前記エントロピーを利用して前記レーザラインと前記フィーチャ
との交差に対応する標的ゾーンを生成し、及び前記標的ゾーンにあるラインの位置を識別
し、
　前記コントローラは、各レーザラインの上端点及び下端点を見つけるべく各レーザライ
ンを追跡し、
　前記コントローラは、各レーザラインを追跡する場合に追跡窓を利用してノイズをフィ
ルタリングし、及び前記追跡窓を、前記レーザラインの先の位置測定に基づいて調整する
、請求項１５に記載の方法。
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